
高纯度耐腐蚀特氟龙坩埚 低本底实验室Ptfe容器 用于痕量分析与酸消解
货号: PL-CP86

简介

使用这款高纯度、耐腐蚀的特氟龙坩埚提升您的痕量分

析水平。其低本底、易清洁的表面，以及可定制的PTFE

容器特性，确保了在苛刻的工业和科学实验室应用中实

现无污染处理。

了解更多

应用领域 描述 主要优势

地球化学消解 使用浓酸溶解岩石和矿物样品以进行元素分析。 耐氢氟酸，并最大限度地减少矿物交叉污染。

半导体加工 在高纯度环境中清洁和制备硅片或敏感电子元件。 消除损害微电子器件的金属离子浸出。

药物研究 涉及腐蚀性催化剂的活性药物成分（API）的合成与分析。 确保高纯度环境以满足法规遵从性。

环境监测 制备用于光谱法检测重金属的土壤和水样。 超低本底噪声，实现准确的亚ppb级检测。

电池材料测试 锂离子研究中电解质成分和阴极材料的高温处理。 对强腐蚀性电化学试剂的化学稳定性。

核化学 在特殊屏蔽环境中处理和加工放射性同位素。 耐用材料，比标准塑料更能抵抗辐射引起的降解。

规格类别 PL-CP86参数详情 状态

材料成分 高纯度原生PTFE / PFA 可定制

容积 标准250毫升（可提供定制容积） 可定制

几何形状 矮型、高型或定制轮廓 可定制

盖子配置 匹配的PTFE盖或密封盖 可定制

壁厚 根据特定热传递需求设计 可定制

表面光洁度 超光滑CNC加工光洁度 可定制

耐化学性 全谱（酸、碱、溶剂） 标准

温度范围 根据应用要求优化 可定制
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